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(57) Обрабатывающая установка для обработки поверхности тела плазмой диэлектрического
барьерного разряда, содержащая систему (1) электродов, в которой по меньшей мере один
электрод (1a, 1b) расположен в базовой части системы (1) электродов, посредством диэлектрика
(3) полностью экранирован относительно подлежащей обработке поверхности и соединительным
проводником (6a, 6b) проходит в контактирующий выступ (5) диэлектрика (3), и контактирующий
элемент (2, 2'), который имеет приемное отверстие (18, 18') для контактирующего выступа (5) и
рычажное устройство для открывания и закрывания приемного отверстия (18, 18') и для прижатия
контактного штифта (31) через предварительно изготовленную выемку (14) в диэлектрике (3) к
электроду (1a, 1b) для подвода соединителя источника высоковольтного переменного напряжения
на этот электрод (1a, 1b), позволяет реализовать пространственное расположение двух контактных
штифтов (31), которые соединены с по меньшей мере одним высоковольтным источником
напряжения, в непосредственной близости друг от друга благодаря тому, что указанная система (1)
электродов имеет по меньшей мере два электрода (1a, 1b), которые расположены в базовой части
и изолированы друг от друга диэлектриком (3), и каждый одним соединительным проводником
(6a, 6b) проходят в контактирующий выступ (5), причем для каждого соединительного проводника
(6a, 6b) предусмотрена выемка (14) в диэлектрике (3) и по одному контактному штифту (31),
причем по меньшей мере один из контактных штифтов (31) установлен в контактирующем элементе
(2) с диэлектрической оболочкой (30) и выполнен с не изолированной торцевой поверхностью
(46) для создания контакта с соответствующим электродом (1a, 1b), и причем указанная по
меньшей мере одна диэлектрическая оболочка (30) имеет увеличенный размер относительно
соответствующей выемки (14) в диэлектрике (3), благодаря чему эта оболочка (30) с помощью
рычажного устройства оказывается в диэлектрике (3) с предотвращающей образование воздушного
зазора прессовой посадкой, когда эта не изолированная торцевая поверхность (46) контактного
штифта (31) контактирует с соответствующим электродом (1a, 1b).
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